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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アッセイにおける流動制御のための流体デバイスであって、
　該流体デバイスは、
　流路が自身の上面に位置する不透水性基板と、
　該流路内に位置する多孔質試薬パッドであって、該試薬パッドは、アッセイの可動性試
薬成分を備える放出ゾーンを含む、多孔質試薬パッドと、
　該試薬パッドの下流にある該流路内に位置する多孔質センサ膜であって、該センサ膜は
、自由空間拡散ゾーンによって該試薬パッドから分離され、該センサ膜は、該アッセイの
固定化捕捉成分を備える捕捉ゾーンを含む、多孔質センサ膜と、
　該流路内に位置し、該センサ膜の少なくとも一部分を覆って配置される不透水性上部支
持材と、
　該上部支持材およびセンサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成する流動制御媒体
であって、該シールは、流体の流動を該センサ膜の密閉部分の中に方向付けるように構成
される、流動制御媒体と
　を備える、流体デバイス。
【請求項２】
　前記アッセイの前記可動性試薬成分は、標識されており、前記固定化捕捉成分は、標識
されていない、請求項１に記載の流体デバイス。
【請求項３】
　前記固定化捕捉成分は、前記アッセイの前記可動性試薬成分に結合する、請求項１また
は２に記載の流体デバイス。
【請求項４】
　前記アッセイの前記可動性試薬成分は、流体サンプル中の標的分析物に結合して錯体を
形成し、前記固定化捕捉成分は、該錯体に結合する、請求項１または２に記載の流体デバ
イス。
【請求項５】
　前記アッセイの前記可動性試薬成分は、流体サンプル中の標的分析物に結合して錯体を
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形成し、前記固定化捕捉成分は、該可動性試薬成分に結合するが、該錯体には結合しない
、請求項１または２に記載の流体デバイス。
【請求項６】
　前記不透水性上部支持材は、前記試薬パッドの少なくとも一部分、前記自由空間拡散ゾ
ーン、および前記センサ膜の少なくとも一部分を覆って配置される、請求項１に記載の流
体デバイス。
【請求項７】
　不透水性底部支持材をさらに備え、該不透水性底部支持材は、前記流路内に位置し、前
記試薬パッドの少なくとも一部分および前記センサ膜の少なくとも一部分の下に配置され
る、請求項１に記載の流体デバイス。
【請求項８】
　前記流動制御媒体は、不透水性シールを形成し、該不透水性シールは、前記上部支持材
、センサ膜、および底部支持材の一部分を包囲する、請求項７に記載の流体デバイス。
【請求項９】
　前記流動制御媒体は、前記センサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該不透
水性シールは、前記自由空間拡散ゾーンと界面接触する、請求項１に記載の流体デバイス
。
【請求項１０】
　前記流動制御媒体は、前記センサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該不透
水性シールは、該センサ膜と前記自由空間拡散ゾーンとの間の界面の下流に位置する、請
求項１に記載の流体デバイス。
【請求項１１】
　前記流動制御媒体は、前記センサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該不透
水性シールは、前記捕捉ゾーンの上流に位置する、請求項１に記載の流体デバイス。
【請求項１２】
　前記自由空間拡散ゾーンは、前記試薬パッドから流体を受容し、分析物と固定化アッセ
イ試薬との結合のための反応ウェルとしての役割を果たす、請求項１に記載の流体デバイ
ス。
【請求項１３】
　前記自由空間拡散ゾーンの容量は、前記試薬パッドを通る最初の急速な一方向の流体流
動を確保することに十分である、請求項１２に記載の流体デバイス。
【請求項１４】
　前記自由空間拡散ゾーンの容量は、前記流体サンプルの中の可動化試薬の濃度を調節し
、または均質にする、請求項１２に記載の流体デバイス。
【請求項１５】
　前記センサ膜の一部分は、前記自由空間拡散ゾーン内で、前記上部支持材の上流に配置
される、請求項１２に記載の流体デバイス。
【請求項１６】
　請求項１～１５のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスを備えるカートリッジアセ
ンブリであって、該流体デバイスは、筐体の前方部分と後方部分との間に挟持されており
、
　該筐体の該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の
前記捕捉ゾーンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスと該筐体の該後方部分との間に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記基板の前記下面上の入口を介して、該流体
デバイスの前記流路と流体的に連絡している、カートリッジアセンブリ。
【請求項１７】
　前方部分および後方部分を備えるカートリッジアセンブリであって、該後方部分は、請
求項１～１５のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスから構成され、
　該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の捕捉ゾー
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ンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスの前記基板内に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記流路と流体的に連絡している、カートリッ
ジアセンブリ。
【請求項１８】
　アッセイにおける流動制御のための流体デバイスを作製する方法であって、
　該方法は、
　流路が自身の上面に位置している不透水性基板を提供するステップと、
　該流路内に多孔質試薬パッドを配置するステップであって、該試薬パッドは、アッセイ
の可動性試薬成分を備える放出ゾーンを含む、ステップと、
　該試薬パッドの下流にある該流路内に多孔質センサ膜を配置するステップであって、該
センサ膜は、自由空間拡散ゾーンによって該試薬パッドから分離され、該センサ膜は、該
アッセイの固定化捕捉成分を備える捕捉ゾーンを含む、ステップと、
　該流路内に、および該センサ膜の少なくとも一部分を覆って不透水性上部支持材を配置
するステップと、
　流動制御媒体を導入するステップであって、該流動制御媒体は、該上部支持材およびセ
ンサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該シールは、流体の流動を該自由空間
拡散ゾーンから該センサ膜の密閉部分の中に方向付けるように構成される、ステップと
　を含む、方法。
【請求項１９】
　カートリッジアセンブリを作製する方法であって、
　該方法は、
　請求項１～１５のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスを提供するステップと、
　該流体デバイスを筐体の前方部分と後方部分との間に挟持するステップと
　を含み、
　該筐体の該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の
前記捕捉ゾーンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスと該筐体の該後方部分との間に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記基板の前記下面上の入口を介して、該流体
デバイスの前記流路と流体的に連絡している、方法。
【請求項２０】
　カートリッジアセンブリを作製する方法であって、
　該方法は、
　該カートリッジアセンブリの後方部分を提供するステップであって、該後方部分は、請
求項１～１５のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスから構成される、ステップと、
　それを該カートリッジアセンブリの前方部分と接触させるステップと
　を含み、
　該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の前記捕捉
ゾーンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスの前記基板内に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記流路と流体的に連絡している、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　別の側面では、本開示は、流体構造へのサンプルの導入前に、流体サンプルを１つ以上
の可動性試薬成分と予混合するための方法を提供する。これらの場合において、各試薬パ
ッドの放出ゾーンは、アッセイの可動性試薬成分を含まなくてもよい。別の側面では、本
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開示は、前述の流体デバイスまたはカートリッジアセンブリのうちのいずれか１つと、標
的分析物が流体サンプル中に存在するかどうかを決定するための検出モジュールとを備え
る、システムを提供する。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　アッセイにおける流動制御のための流体デバイスであって、
　該流体デバイスは、
　流路が自身の上面に位置する不透水性基板と、
　該流路内に位置する多孔質試薬パッドであって、該試薬パッドは、アッセイの可動性試
薬成分を備える放出ゾーンを含む、多孔質試薬パッドと、
　該試薬パッドの下流にある該流路内に位置する多孔質センサ膜であって、該センサ膜は
、自由空間拡散ゾーンによって該試薬パッドから分離され、該センサ膜は、該アッセイの
固定化捕捉成分を備える捕捉ゾーンを含む、多孔質センサ膜と、
　該流路内に位置し、該センサ膜の少なくとも一部分を覆って配置される不透水性上部支
持材と、
　該上部支持材およびセンサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成する流動制御媒体
であって、該シールは、流体の流動を該センサ膜の密閉部分の中に方向付けるように構成
される、流動制御媒体と
　を備える、流体デバイス。
（項目２）
　前記アッセイの前記可動性試薬成分は、標識されており、前記固定化捕捉成分は、標識
されていない、項目１に記載の流体デバイス。
（項目３）
　前記固定化捕捉成分は、前記アッセイの前記可動性試薬成分に結合する、項目１または
２に記載の流体デバイス。
（項目４）
　前記アッセイの前記可動性試薬成分は、流体サンプル中の標的分析物に結合して錯体を
形成し、前記固定化捕捉成分は、該錯体に結合する、項目１または２に記載の流体デバイ
ス。
（項目５）
　前記アッセイの前記可動性試薬成分は、流体サンプル中の標的分析物に結合して錯体を
形成し、前記固定化捕捉成分は、該可動性試薬成分に結合するが、該錯体には結合しない
、項目１または２に記載の流体デバイス。
（項目６）
　前記不透水性上部支持材は、前記試薬パッドの少なくとも一部分、前記自由空間拡散ゾ
ーン、および前記センサ膜の少なくとも一部分を覆って配置される、項目１に記載の流体
デバイス。
（項目７）
　不透水性底部支持材をさらに備え、該不透水性底部支持材は、前記流路内に位置し、前
記試薬パッドの少なくとも一部分および前記センサ膜の少なくとも一部分の下に配置され
る、項目１に記載の流体デバイス。
（項目８）
　前記流動制御媒体は、不透水性シールを形成し、該不透水性シールは、前記上部支持材
、センサ膜、および底部支持材の一部分を包囲する、項目７に記載の流体デバイス。
（項目９）
　前記流動制御媒体は、前記センサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該不透
水性シールは、前記自由空間拡散ゾーンと界面接触する、項目１に記載の流体デバイス。
（項目１０）
　前記流動制御媒体は、前記センサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該不透
水性シールは、該センサ膜と前記自由空間拡散ゾーンとの間の界面の下流に位置する、項
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目１に記載の流体デバイス。
（項目１１）
　前記流動制御媒体は、前記センサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該不透
水性シールは、前記捕捉ゾーンの上流に位置する、項目１に記載の流体デバイス。
（項目１２）
　前記自由空間拡散ゾーンは、前記試薬パッドから流体を受容し、分析物と固定化アッセ
イ試薬との結合のための反応ウェルとしての役割を果たす、項目１に記載の流体デバイス
。
（項目１３）
　前記自由空間拡散ゾーンの容量は、前記試薬パッドを通る最初の急速な一方向の流体流
動を確保することに十分である、項目１２に記載の流体デバイス。
（項目１４）
　前記自由空間拡散ゾーンの容量は、前記流体サンプルの中の可動化試薬の濃度を調節し
、または均質にする、項目１２に記載の流体デバイス。
（項目１５）
　前記センサ膜の一部分は、前記自由空間拡散ゾーン内で、前記上部支持材の上流に配置
される、項目１２に記載の流体デバイス。
（項目１６）
　前記流路は、前記基板の前記上面から垂れ下がる壁によって画定される、項目１に記載
の流体デバイス。
（項目１７）
　前記流動制御媒体は、チャンバ内に含有され、該チャンバは、前記基板の前記上面の中
に画定され、前記流路と交差する、項目１６に記載の流体デバイス。
（項目１８）
　前記チャンバと前記流路とは、同じ深さを有する、項目１７に記載の流体デバイス。
（項目１９）
　不透水性底部支持材をさらに備え、該不透水性底部支持材は、前記流路内に位置し、前
記試薬パッドの少なくとも一部分および前記センサ膜の少なくとも一部分の下に配置され
る、項目１７に記載の流体デバイス。
（項目２０）
　前記チャンバは、前記流路よりも深く、前記流動制御媒体の一部分は、前記底部支持材
の下に位置する、項目１９に記載の流体デバイス。
（項目２１）
　前記流路は、前記基板の前記上面から垂れ下がる壁によって画定される、項目８に記載
の流体デバイス。
（項目２２）
　前記流動制御媒体は、基板キャビティ内に含有され、該基板キャビティは、前記基板の
前記上面および下面を横断し、前記流路と交差する、項目２１に記載の流体デバイス。
（項目２３）
　前記流路は、前記基板の前記上面から立ち上がる壁によって画定される、項目１に記載
の流体デバイス。
（項目２４）
　前記流動制御媒体は、チャンバ内に含有され、該チャンバは、前記基板の前記上面から
立ち上がる壁によってまた画定され、および前記流路と交差する、項目２３に記載の流体
デバイス。
（項目２５）
　前記チャンバの前記壁と前記流路の前記壁とは、同じ高さを有する、項目２４に記載の
流体デバイス。
（項目２６）
　前記流路の下流端は、開いている、項目２３に記載の流体デバイス。
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（項目２７）
　前記センサ膜は、前記流路の前記下流端を越えて延在する、項目２６に記載の流体デバ
イス。
（項目２８）
　前記流路の上流端は、前記基板の前記下面上の入口と流体的に連絡している、項目１に
記載の流体デバイス。
（項目２９）
　前記試薬パッドの一部分は、前記入口の一部分の中に突出する、項目２８に記載の流体
デバイス。
（項目３０）
　前記入口の中へ突出する前記試薬パッドの一部分は、前記放出ゾーンの上流にある、項
目２９に記載の流体デバイス。
（項目３１）
　前記センサ膜は、前記上部支持材によって覆われていない前記捕捉ゾーンの下流に接触
ゾーンを含む、項目１に記載の流体デバイス。
（項目３２）
　前記流路の前記下流端は、前記基板の前記下面上の出口と流体的に連絡している、項目
１に記載の流体デバイス。
（項目３３）
　前記センサ膜のいずれの部分も前記出口の中に突出しない、項目３２に記載の流体デバ
イス。
（項目３４）
　カバーをさらに備え、該カバーは、前記上部支持材の少なくとも一部分を覆って配置さ
れる、項目１に記載の流体デバイス。
（項目３５）
　カバーをさらに備え、該カバーは、前記流路の少なくとも一部分、および前記上部支持
材の一部分を覆って配置される、項目１に記載の流体デバイス。
（項目３６）
　前記カバーは、前記上部支持材の全体を覆って配置される、項目３４に記載の流体デバ
イス。
（項目３７）
　前記流路は、前記基板の前記上面から垂れ下がる壁によって画定され、前記カバーは、
該基板の該上面と接触している、項目３４に記載の流体デバイス。
（項目３８）
　前記カバーは、前記流動制御媒体の突出部分の周囲に嵌合するようにサイズ決定される
分注開口部を含む、項目３４に記載の流体デバイス。
（項目３９）
　前記センサ膜は、前記上部支持材または前記カバーによって覆われていない前記捕捉ゾ
ーンの下流に接触ゾーンを含む、項目３４に記載の流体デバイス。
（項目４０）
　前記流動制御媒体は、最初に液相で分注され、続いて、固相になるように硬化または乾
燥されることができる材料を含む、項目１～３９のうちのいずれか一項に記載の流体デバ
イス。
（項目４１）
　前記材料は、接着剤である、項目４０に記載の流体デバイス。
（項目４２）
　前記接着剤は、乾燥接着剤、接触接着剤、熱接着剤、エマルジョン接着剤、紫外線もし
くは光硬化接着剤、または感圧接着剤である、項目４１に記載の流体デバイス。
（項目４３）
　前記接着剤は、紫外線硬化接着剤である、項目４２に記載の流体デバイス。
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（項目４４）
　前記材料は、カプセル材料である、項目４２に記載の流体デバイス。
（項目４５）
　前記材料は、エポキシである、項目４４に記載の流体デバイス。
（項目４６）
　前記材料は、シリコーン、天然樹脂、パテ、またはろうである、項目４２に記載の流体
デバイス。
（項目４７）
　前記センサ膜は、異なる標的分析物を検出するように構成される少なくとも２つの捕捉
ゾーンを備える、項目１に記載の流体デバイス。
（項目４８）
　前記センサ膜は、固定化制御捕捉試薬を含む制御ゾーンを備える、項目１に記載の流体
デバイス。
（項目４９）
　前記試薬パッドは、前記固定化制御捕捉試薬に結合する可動性試薬を含む、項目４８に
記載の流体デバイス。
（項目５０）
　前記固定化制御捕捉試薬は、前記アッセイの前記可動性試薬成分に結合する、項目４８
に記載の流体デバイス。
（項目５１）
　前記制御ゾーンは、前記捕捉ゾーンの下流に位置する、項目４８に記載の流体デバイス
。
（項目５２）
　２つ以上の流路が、前記基板の前記上面上に位置し、各流路は、多孔質試薬パッドと、
多孔質センサ膜と、項目１に記載の前記流路に関して構成および画定される流動制御媒体
とを備える、項目１に記載の流体デバイス。
（項目５３）
　各流路は、異なる標的分析物を検出するように構成される、項目５２に記載の流体デバ
イス。
（項目５４）
　前記流路は、同じ寸法を有し、前記基板の前記上面から垂れ下がる壁によって各々画定
される、項目５２に記載の流体デバイス。
（項目５５）
　前記流動制御媒体は、チャンバ内に含有され、該チャンバは、前記基板の前記上面の中
に画定され、前記流路の各々と交差する、項目５４に記載の流体デバイス。
（項目５６）
　前記チャンバと前記流路とは、同じ深さを有する、項目５５に記載の流体デバイス。
（項目５７）
　各流路は、不透水性底部支持材をさらに備え、該不透水性底部支持材は、前記流路内に
位置し、前記試薬パッドの少なくとも一部分、前記自由空間拡散ゾーン、および前記セン
サ膜の少なくとも一部分の下に配置される、項目５５に記載の流体デバイス。
（項目５８）
　前記チャンバは、前記流路よりも深く、前記流動制御媒体の一部分は、前記底部支持材
の下に位置する、項目５７に記載の流体デバイス。
（項目５９）
　前記流動制御媒体は、基板キャビティ内に含有され、該基板キャビティは、前記基板の
前記上面および下面を横断し、前記流路の各々と交差する、項目５４に記載の流体デバイ
ス。
（項目６０）
　前記流路は、同じ寸法を有し、前記基板の前記上面から立ち上がる壁によって各々画定
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される、項目５２に記載の流体デバイス。
（項目６１）
　前記流動制御媒体は、チャンバ内に含有され、該チャンバは、前記基板の前記上面から
立ち上がる壁によってまた画定され、前記流路の各々と交差する、項目６０に記載の流体
デバイス。
（項目６２）
　前記チャンバの前記壁と前記流路の前記壁とは、同じ高さを有する、項目６１に記載の
流体デバイス。
（項目６３）
　項目１～５１のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスを備えるカートリッジアセン
ブリであって、該流体デバイスは、筐体の前方部分と後方部分との間に挟持されており、
　該筐体の該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の
前記捕捉ゾーンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスと該筐体の該後方部分との間に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記基板の前記下面上の入口を介して、該流体
デバイスの前記流路と流体的に連絡している、カートリッジアセンブリ。
（項目６４）
　前記サンプル貯留部のためのシールを提供するガスケットが、前記流体デバイスと前記
筐体の前記後方部分との間に位置する、項目６３に記載のカートリッジアセンブリ。
（項目６５）
　前記流体デバイスの前記センサ膜は、該流体デバイスの前記上部支持材によって覆われ
ていない前記捕捉ゾーンの下流に接触ゾーンを含む、項目６３に記載のカートリッジアセ
ンブリ。
（項目６６）
　吸収性構成要素が、前記流体デバイスと前記筐体の前記前方部分との間に位置し、該吸
収性構成要素は、前記接触ゾーンと接触する、項目６５に記載のカートリッジアセンブリ
。
（項目６７）
　前記吸収性構成要素は、前記筐体の前記前方部分の一体部分であり、前記カートリッジ
が組み立てられたときに前記接触ゾーンと接触させられる、項目６６に記載のカートリッ
ジアセンブリ。
（項目６８）
　前記流体デバイスは、項目５２～６２のうちのいずれか一項に記載の通りである、項目
６６または６７に記載のカートリッジアセンブリ。
（項目６９）
　同じ吸収性構成要素が、前記流体デバイスの各センサ膜の前記接触ゾーンに接触する、
項目６８に記載のカートリッジアセンブリ。
（項目７０）
　前方部分および後方部分を備えるカートリッジアセンブリであって、該後方部分は、項
目１～５１のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスから構成され、
　該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の捕捉ゾー
ンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスの前記基板内に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記流路と流体的に連絡している、カートリッ
ジアセンブリ。
（項目７１）
　前記流体デバイスの前記センサ膜は、該流体デバイスの前記上部支持材によって覆われ
ていない前記捕捉ゾーンの下流に接触ゾーンを含む、項目７０に記載のカートリッジ。
（項目７２）
　吸収性構成要素が、前記流体デバイスと前記前方部分との間に位置し、該吸収性構成要
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素は、前記接触ゾーンに接触する、項目７１に記載のカートリッジ。
（項目７３）
　前記吸収性構成要素は、前記前方部分の一体部分であり、前記カートリッジの組立て中
に前記接触ゾーンと接触させられる、項目７２に記載のカートリッジ。
（項目７４）
　前記流体デバイスは、項目５２～６２のうちのいずれか一項に記載の通りである、項目
７２または７３に記載のカートリッジ。
（項目７５）
　同じ吸収性構成要素が、前記流体デバイスの各センサ膜の前記接触ゾーンに接触する、
項目７４に記載のカートリッジ。
（項目７６）
　アッセイにおける流動制御のための流体デバイスを作製する方法であって、
　該方法は、
　流路が自身の上面に位置している不透水性基板を提供するステップと、
　該流路内に多孔質試薬パッドを配置するステップであって、該試薬パッドは、アッセイ
の可動性試薬成分を備える放出ゾーンを含む、ステップと、
　該試薬パッドの下流にある該流路内に多孔質センサ膜を配置するステップであって、該
センサ膜は、自由空間拡散ゾーンによって該試薬パッドから分離され、該センサ膜は、該
アッセイの固定化捕捉成分を備える捕捉ゾーンを含む、ステップと、
　該流路内に、および該センサ膜の少なくとも一部分を覆って不透水性上部支持材を配置
するステップと、
　流動制御媒体を導入するステップであって、該流動制御媒体は、該上部支持材およびセ
ンサ膜の一部分の周囲に不透水性シールを形成し、該シールは、流体の流動を該自由空間
拡散ゾーンから該センサ膜の密閉部分の中に方向付けるように構成される、ステップと
　を含む、方法。
（項目７７）
　前記不透水性上部支持材は、前記試薬パッドの少なくとも一部分、前記自由空間拡散ゾ
ーン、および前記センサ膜の少なくとも一部分を覆って配置される、項目７６に記載の方
法。
（項目７８）
　前記流路内に前記多孔質試薬パッドおよび前記多孔質センサ膜を配置するステップは、
不透水性底部支持材上に該試薬パッドの少なくとも一部分および前記センサ膜の少なくと
も一部分を配置することと、次いで、該流路内に該不透水性底部支持材配置することとを
含む、項目７６に記載の方法。
（項目７９）
　前記流動制御媒体は、最初に液相で分注され、続いて、固相になるように硬化または乾
燥されることができる材料を含む、項目７６に記載の方法。
（項目８０）
　前記上部支持材の少なくとも一部分を覆ってカバーを配置するステップをさらに含み、
該カバーは、分注開口部を含み、前記流動制御媒体を導入するステップは、該分注開口部
を通して前記材料を分注することと、続いて該材料を硬化または乾燥させることを含む、
項目７９に記載の方法。
（項目８１）
　前記流路の少なくとも一部分、および前記上部支持材の少なくとも一部分を覆ってカバ
ーを配置するステップをさらに含む、項目７９に記載の方法。
（項目８２）
　前記カバーは、分注開口部を含み、前記流動制御媒体を導入するステップは、該分注開
口部を通して前記材料を分注することと、続いて該材料を硬化または乾燥させることを含
む、項目８１に記載の方法。
（項目８３）
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　前記カバーは、前記試薬パッドを覆って前記流路を密閉し、前記流動制御ゾーンの縁ま
で延在しており、前記流動制御媒体を導入するステップは、前記材料を該流動制御ゾーン
の中に直接分注することと、該カバーの縁に接触することと、続いて該材料を硬化または
乾燥させることとを含む、項目８１に記載の方法。
（項目８４）
　前記流路は、前記基板の前記上面から垂れ下がる壁によって画定される、項目８１に記
載の方法。
（項目８５）
　前記流動制御媒体は、チャンバ内に含有され、該チャンバは、前記基板の前記上面の中
に画定され、前記流路と交差する、項目８４に記載の方法。
（項目８６）
　前記チャンバと前記流路とは、同じ深さを有する、項目８５に記載の方法。
（項目８７）
　前記流路内に前記多孔質試薬パッドおよび前記多孔質センサ膜を配置するステップは、
不透水性底部支持材上に該試薬パッドの少なくとも一部分および該センサ膜の少なくとも
一部分を配置することと、次いで、該流路内に該不透水性底部支持材配置することとを含
む、項目８５に記載の方法。
（項目８８）
　前記チャンバは、前記流路よりも深く、前記流動制御媒体の一部分は、前記底部支持材
の下に位置する、項目８７に記載の方法。
（項目８９）
　前記流路内に前記多孔質試薬パッドおよび前記多孔質センサ膜を配置するステップは、
不透水性底部支持材上に該試薬パッドの少なくとも一部分および該センサ膜の少なくとも
一部分を配置することと、次いで、該流路内に該不透水性底部支持材配置することとを含
む、項目８１に記載の方法。
（項目９０）
　前記流動制御媒体は、基板キャビティ内に含有され、該基板キャビティは、前記基板の
前記上面および下面を横断し、前記流路と交差する、項目８９に記載の方法。
（項目９１）
　前記流動制御媒体を導入するステップは、前記基板の両側から前記基板キャビティの中
に前記材料を分注することと、続いて、該材料を硬化または乾燥させることを含む、項目
９０に記載の方法。
（項目９２）
　前記流路は、前記基板の前記上面から立ち上がる壁によって画定される、項目８１に記
載の方法。
（項目９３）
　前記流動制御媒体は、チャンバ内に含有され、該チャンバは、前記基板の前記上面から
立ち上がる壁によってまた画定され、前記流路と交差する、項目９２に記載の方法。
（項目９４）
　前記チャンバの前記壁と前記流路の前記壁とは、同じ高さを有する、項目９３に記載の
方法。
（項目９５）
　前記材料は、接着剤である、項目７９～９４のうちのいずれか一項に記載の方法。
（項目９６）
　前記接着剤は、乾燥接着剤、接触接着剤、熱接着剤、エマルジョン接着剤、紫外線もし
くは光硬化接着剤、または感圧接着剤である、項目９５に記載の方法。
（項目９７）
　前記接着剤は、紫外線硬化接着剤である、項目９６に記載の方法。
（項目９８）
　前記材料は、カプセル材料である、項目７９～９４のうちのいずれか一項に記載の方法
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。
（項目９９）
　前記材料は、エポキシである、項目９８に記載の方法。
（項目１００）
　前記材料は、シリコーン、天然樹脂、パテ、またはろうのうちの少なくとも１つである
、項目７９～９４のうちのいずれか一項に記載の方法。
（項目１０１）
　カートリッジアセンブリを作製する方法であって、
　該方法は、
　項目１～５１のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスを提供するステップと、
　該流体デバイスを筐体の前方部分と後方部分との間に挟持するステップと
　を含み、
　該筐体の該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の
前記捕捉ゾーンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスと該筐体の該後方部分との間に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記基板の前記下面上の入口を介して、該流体
デバイスの前記流路と流体的に連絡している、方法。
（項目１０２）
　前記流体デバイスと前記筐体の前記後方部分との間に、前記サンプル貯留部のためのシ
ールを提供するガスケットを配置することをさらに含む、項目１０１に記載の方法。
（項目１０３）
　前記流体デバイスの前記センサ膜は、該流体デバイスの前記上部支持材によって覆われ
ていない前記捕捉ゾーンの下流に接触ゾーンを含む、項目１０２に記載の方法。
（項目１０４）
　前記筐体の前記前方部分は、前記カートリッジが組み立てられたときに前記接触ゾーン
と接触させられる一体吸収性構成要素を含む、項目１０３に記載の方法。
（項目１０５）
　前記流体デバイスは、項目４６～５６のうちのいずれか一項に記載の通りである、項目
１０１に記載の方法。
（項目１０６）
　同じ吸収性構成要素が、前記流体デバイスの各センサ膜の前記接触ゾーンに接触する、
項目１０５に記載の方法。
（項目１０７）
　カートリッジアセンブリを作製する方法であって、
　該方法は、
　該カートリッジアセンブリの後方部分を提供するステップであって、該後方部分は、項
目１～５１のうちのいずれか一項に記載の流体デバイスから構成される、ステップと、
　それを該カートリッジアセンブリの前方部分と接触させるステップと
　を含み、
　該前方部分は、点検窓を含み、該点検窓は、該流体デバイスの前記センサ膜の前記捕捉
ゾーンが点検されることを可能にし、
　サンプル貯留部が、該流体デバイスの前記基板内に位置し、
　該サンプル貯留部は、該流体デバイスの前記流路と流体的に連絡している、方法。
（項目１０８）
　前記流体デバイスの前記センサ膜は、該流体デバイスの前記上部支持材によって覆われ
ていない前記捕捉ゾーンの下流に接触ゾーンを含む、項目１０７に記載の方法。
（項目１０９）
　前記カートリッジアセンブリの前記前方部分は、該カートリッジが組み立てられたとき
に前記接触ゾーンと接触させられる一体吸収性構成要素を含む、項目１０８に記載の方法
。
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（項目１１０）
　前記流体デバイスは、項目４６～５６のうちのいずれか一項に記載の通りである、項目
１０７に記載の方法。
（項目１１１）
　同じ吸収性構成要素が、前記流体デバイスの各センサ膜の前記接触ゾーンに接触する、
項目１１０に記載の方法。
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